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(57)【要約】
　本発明は、ラベリングマシン（１、１０１）であって
、その周囲に複数のマンドレル（３）が回転可能に取り
付けられたフレームを有する円形コンベヤー（２）と、
円形コンベヤー（２）の周りの角度間隔を置いた位置に
、物体供給手段（４）と、ラベル供給手段（５）と、物
体除去手段（６）とを備え、前記マンドレル（３）の各
々は、前記ラベル供給手段（５）からラベルストリップ
（Ｂ）を受け取り、それをマンドレル（３）の本体（１
２）に巻き付け、ラベルストリップ（Ｂ）の先端部と末
端部とがスリーブラベル（Ｂ’）を形成するべくシーリ
ングされ、複数のヒートシーリング手段（１９）が前記
ラベルストリップ（Ｂ）をシーリングするために設けら
れ、前記ヒートシーリング手段（１９）はパルス加熱バ
ー（２０）を含むことを特徴とするラベリングマシンに
関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラベリングマシン（１、１０１）であって、
　その周囲に複数のマンドレル（３）が回転可能に取り付けられたフレームを有する円形
コンベヤー（２）を備え、
　前記円形コンベヤー（２）の周りの角度間隔を置いた位置に、物体供給手段（４）と、
ラベル供給手段（５）と、物体除去手段（６）とを更に備え、
　前記マンドレル（３）の各々は、前記ラベル供給手段（５）からラベルストリップ（Ｂ
）を受け取り、前記ラベルストリップ（Ｂ）の先端部と末端部とが重なるように当該ラベ
ルストリップ（Ｂ）を前記マンドレル（３）の本体（１２）に巻き付け、
　前記ラベルストリップ（Ｂ）の前記先端部と前記末端部とは、スリーブラベル（Ｂ’）
を形成するようにシーリングされ、
　複数のヒートシーリング手段（１９）が前記ラベルストリップ（Ｂ）をシーリングする
ために設けられ、
　前記ヒートシーリング手段（１９）はパルス加熱バー（２０）を含むことを特徴とする
ラベリングマシン。
【請求項２】
　請求項１に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、前記パルス加熱バー（２
０）は電源に接続された本体（２１）を備え、前記本体（２１）は加熱素子（２３）を有
し、前記本体（２１）と前記加熱素子（２３）との間に冷却液が循環する溝を有する、ラ
ベリングマシン。
【請求項３】
　請求項２に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、前記加熱素子（２３）は
ステンレス鋼板で作られ、前記ステンレス鋼板上に、ガラスセラミック材料のいくつかの
層が貼り付けられ、このようなガラスセラミック層にガラス金属材料の追加の層と最終的
な保護コーティングとが貼り付けられる、ラベリングマシン。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、前記
パルス加熱バー（２０）はパルス状加熱を起こす電気的なインパルスによって操作される
、ラベリングマシン。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、各パ
ルス加熱バー（２０）は、前記ヒートシーリング手段（１９）が関連する前記マンドレル
（３）に巻き付けられた前記ラベルストリップ（Ｂ）に接触するかまたは遠ざかり、且つ
前記加熱素子（２３）が前記マンドレル（３）の垂直軸と位置合わせされるように、前後
の動きを可能にするべくスライド手段に垂直方向に取り付けられる、ラベリングマシン。
【請求項６】
　請求項５に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、アクチュエータ手段が、
前記スライド手段に作用し、前記ラベルストリップ（Ｂ）をシーリングするのに十分な時
間で前記パルス加熱バー（２０）を前記ラベルストリップ（Ｂ）と共に休止位置から接触
位置へ移動させ、次いで前記パルス加熱バー（２０）を前記接触位置から前記休止位置へ
再び後退させる、ラベリングマシン。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１）であって、前記ヒートシ
ーリング手段（１９）は前記円形コンベヤー（２）上に前記マンドレル（３）に対して内
部に配置され、前記ヒートシーリング手段（１９）の各々は前記円形コンベヤー（２）の
半径に位置合わせされる、ラベリングマシン。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１０１）であって、ヒートシ
ーリング手段（１９）は前記円形コンベヤー（２）の外部にあるシーリングステーション
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（１５０）に配置される、ラベリングマシン。
【請求項９】
　請求項８に記載のラベリングマシン（１０１）であって、前記シーリングステーション
（１５０）は、前記ラベル供給手段（４）に対して角度間隔を空けた下流の位置に、前記
円形コンベヤー（２）の円弧部分（１０２）と動作可能に接続して配置される、ラベリン
グマシン。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載のラベリングステーション（１５０）であって、前記シーリン
グステーション（１５０）はモジュール化され、前記シーリングステーション（１５０）
を取り除くか、前記円形コンベヤー（２）の別のセクションに移動することができるよう
に、前記円形コンベヤー（２）の前記フレームの周囲に前記シーリングステーション（１
５０）を接続するための適切なリンク手段が設けられている、ラベリングステーション。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１０１）であって、ヒート
シーリング手段（１９）は、対応するスライド手段を介して閉ループ移送手段（１５１）
に取り付けられ、前記閉ループ移送手段（１５１）の一部が、連結された前記円形コンベ
ヤー（２）の円弧部分（１０２）に対して相補的な形状の円弧を描く、ラベリングマシ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のラベリングマシン（１０１）であって、前記閉ループ移送手段（１
５１）は、前記ヒートシーリング手段（１９）が前記閉ループ移送手段（１５１）に沿っ
て前記円形コンベヤー（２）上の前記マンドレル（３）に対して同調して移動するように
駆動される、ラベリングマシン。
【請求項１３】
　請求項８～１２のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１０１）であって、前記シ
ーリングステーション（１５０）にある前記ヒートシーリング手段（１９）の数は、前記
円形コンベヤー（２）にある前記マンドレル（３）の数の約数である、ラベリングマシン
。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載のラベリングマシン（１、１０１）であって、
　前記物体供給手段（４）は、前記物体を適切な相互距離で離して置くためにオプション
としてアルキメディアン・スクリューに連結される移送手段（７）と、前記円形コンベヤ
ー（２）の回転方向に対して反対方向に回転する分配ホイール（８）とを備え、　前記ラ
ベル供給手段（５）は、前記物体供給手段（４）の下流に配置され、ラベルの連続フィル
ムを供給するためのロール供給手段と、前記フィルムを個々のラベルストリップ（Ｂ）に
切断するための切断手段と、前記ラベルストリップ（Ｂ）を受け取り、前記ラベルストリ
ップ（Ｂ）を真空により保持し、前記ラベルストリップ（Ｂ）を前記マンドレル（３）上
に運ぶ真空ドラム（９）とを備え、
　前記マンドレル（３）は、実質的に円筒形であるが、わずかに上方にテーパし、且つプ
レート（１３）を形成する実質的に平坦な最上部を有する本体（１２）を有し、前記プレ
ート（１３）は前記円形コンベヤー（２）上でその全永続の間前記物体（Ａ）を支持し、
前記物体（Ａ）は、前記円形コンベヤー（２）の前記フレームの上部に取り付けられた設
置手段（１４）によって、前記マンドレル（３）の前記本体（１２）の縦軸と一直線に、
しっかりと適所に設置され、前記マンドレル（３）の前記本体（１２）の表面は、前記本
体（１２）に対して内部に画定された真空用の通路と流体連通状態にある複数の開口部（
１７）を含み、このような通路は、真空源を提供する吸引手段に接続され、
　前記設置手段（１４）は、前記円形コンベヤー（２）の前記上部フレームと一般的には
カム手段を介して係合する近位端と、物体（Ａ）の上部と係合するベル（１６）で終端す
る遠位端とを有するシャフト（１５）を備え、前記設置手段（１４）は前記カム手段によ
ってその軸に沿って垂直方向に移動するように作動し、物体（Ａ）がマンドレル（３）上
に持ち上げられたとき、前記設定手段（１４）は、物体Ａの上部と係合するように下げら
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れ、前記物体（Ａ）を前記プレート（１３）に押し付け、
　前記マンドレル（３）の各々は、前記マンドレル（３）がそれ自身の軸に沿って回転お
よび／または垂直方向に移動することを可能にするアクチュエータ手段（１８）に取り付
けられ、
　前記物体除去手段（６）は前記ラベル供給手段（５）の下流に配置され、且つ、前記円
形コンベヤー（２）の回転方向に対して反対方向に回転する分配ホイール（１０）を備え
、前記分配ホイール（１０）は、前記円形コンベヤー（２）から出るラベルが貼られた物
体を受け取り、移送手段（１１）上に前記物体を移し、前記移送手段（１１）は、前記物
体を加熱手段に運び、前記加熱手段は、前記物体を完全に包むように前記ラベルを熱収縮
させるラベリングマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラベル貼りする容器を包み込むのに熱収縮性スリーブラベルを使用するタイ
プのラベリングマシンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　熱収縮性スリーブラベル用のラベリングマシンは公知であり、様々な形状の容器または
物体を、それらを完全に包むラベルを用いてラベリングするのに使用される。熱収縮性ス
リーブラベルは、非常に不規則な形状の容器または物体の場合に、スリーブラベルが熱収
縮の工程で正確にこれらの形状に適合することができるため、特に適している。
【０００３】
　これらのラベリングマシンは、主に２つに分類される。第１のタイプは平坦化された管
状ラベルの連続リールを提供するものであり、ラベルは適当な長さに切断され、その後、
それらで容器を包む直前に広げられる。容器はそれ自身のスリーブラベルと共に適当なオ
ーブンを通過させられ、オーブンにおいて熱により容器上のスリーブラベルが収縮させら
れる。第２のカテゴリは、スリーブが予め形成されずにラベルのロールフィルムから作ら
れるマシンを含む。ラベルは切断され、その先端部と末端部とを重ね合わせるようにマン
ドレルに巻き付けられ、スリーブラベルを形成するように溶接または接着され、最終的に
収縮工程の前にラベルを貼る物体上に移される。
【０００４】
　この第２のタイプのラベリングマシンでは、一般的に溶接は、各容器／マンドレルユニ
ットに１つの、複数の超音波ヘッドによって行われ、超音波ヘッドは、マンドレル／容器
ユニットを支える円形コンベヤー（カルーセル）上に、円形コンベヤー上に配置される容
器によって画定される円に対して内部に配置される。各超音波ヘッドはフレームに取り付
けられ、フレームは、電動アクチュエータおよび／または空気式アクチュエータを用いて
、対応するマンドレル、したがってマンドレル上の適当な位置にあるスリーブラベルに接
近したり、遠ざかったりするように前後に動かされる。溶接作業中、超音波ヘッドがマン
ドレルに巻き付けたスリーブの近くにあるとき、超音波ヘッドは、ラベルの重なり合う端
部を溶接してスリーブを形成するために、垂直方向に動かされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このシステムにはいくつかの欠点がある。まず第一に、複数の超音波ヘッドを
設け、複雑な動きを行うフレームに各々を取り付けることにより、頻繁に損傷を受ける可
能性があり、保守作業が長く困難になる。また、溶接は平らでなく、直線状でなく、或い
は完全に垂直でない可能性があるので、溶接の品質は最適ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、その記載が本明細書の不可欠な部分である特許請求の範
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囲に記載された、上記欠点を克服するスリーブラベル用のラベリングマシンを提供するこ
とである。
【０００７】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下の図を参照して非限定的な例示として以下に
示される好適な実施形態の説明からより良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のラベリングマシンの概略平面図を示す。
【図２】図１のマシンの特定の斜視図を示す。
【図３】本発明のマシンの第２実施形態の概略平面図を示す。
【図４】本発明のマシンで使用されるヒートシーリング手段の主要な要素の斜視図を示す
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１および２に示される発明の第１実施形態によれば、ラベリングマシン１は、その周
囲に複数のマンドレル３が回転可能に取り付けられたフレームを有する、円形コンベヤー
２を備える。ラベリングマシン１はまた、円形コンベヤー２の周りの角度間隔を置いた位
置に、物体供給手段４と、ラベル供給手段５と、物体除去手段６と備える。
【００１０】
　物体供給手段４は、物体を適切な相互距離で離して置くためにアルキメディアン・スク
リューに連結された、リニアコンベアベルトなどの移送手段７と、円形コンベヤー２の回
転方向に対して反対方向に回転する、好ましくはスターホイールである分配ホイール８と
を備える。
【００１１】
　ラベル供給手段５は、前記物体供給手段４の下流に配置され、ラベルの連続フィルムを
供給するためのロール供給手段と、前記フィルムを個々のラベルストリップＢに切断する
ための切断手段と、前記ラベルストリップＢを受け取り、それらを真空により保持し、前
記ラベルストリップＢを前記マンドレル３上に運ぶ真空ドラム９とを備える。真空ドラム
９の構造と機能は、一般に知られており、したがって更に詳しくは説明しない。
【００１２】
　物体除去手段６は、ラベル供給手段５の下流に、物体が円形コンベヤーを離れる前にほ
とんど３６０度の円形コンベヤーの周りを移動できるように、一般的には物体供給手段４
の近くに配置される。物体除去手段６は、円形コンベヤー２の回転方向に対して反対方向
に回転する分配ホイール１０、好ましくはスターホイールを備え、分配ホイール１０は、
円形コンベヤー２から出るラベルが貼られた物体を受け取り、移送手段１１上にそれらを
移す。移送手段１１は、前記物体をオーブン（図示せず）などの加熱手段に運び、加熱手
段は、物体を完全に包むようにラベルの熱収縮をもたらす。
【００１３】
　図２に示すように、マンドレル３は、実質的に円筒形であるが、わずかに上方にテーパ
し、プレート１３を形成する実質的に平坦な最上部を有する本体１２を有し、プレート１
３は円形コンベヤー２上でその全永続の間物体Ａを支持する。物体Ａは、円形コンベヤー
２のフレームの上部に取り付けられた設置手段１４によって、マンドレル３の円筒状本体
１２の縦軸と一直線に、しっかりと適所に設置される。設置手段１４は、円形コンベヤー
２の上部フレームと一般的にはカム手段（図示せず）を介して係合する近位端と、物体Ａ
の上部と係合するベル１６で終端する遠位端とを有するシャフト１５を備える。
【００１４】
　設置手段１４は、その軸に沿って垂直方向に移動するように前記カム手段によって作動
し、それにより、物体Ａがマンドレル３上に持ち上げられると、設定手段１４は、物体Ａ
の上部と係合するように下げられ、物体Ａをプレート１３に押し付ける。
【００１５】
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　マンドレル３の実質的に円筒状の本体１２の表面は、本体１２に対して内部に画定され
た真空用の通路と流体連通状態にある複数の開口部１７を含む。このような通路は、真空
源を提供する吸引手段（図示せず）に接続される。
【００１６】
　各マンドレル３は、それ自身の軸に沿った垂直方向の動きを、図示されていないカム手
段により行う間、マンドレル３が回転されることを可能にするアクチュエータ手段１８に
取り付けられる。
【００１７】
　マンドレル３の回転は、適切な歯車またはベルトシステムを介して、円形コンベヤー２
のモータ手段により駆動することができ、或いは、各マンドレル３は、トルクモータ、特
にブラシレスモータなどの専用のモータ手段（図示せず）により駆動することができる。
このような回転は、マンドレル３がラベルストリップＢを拾い上げてマンドレル３自体に
巻き付ける工程中、真空ドラム９の近くにあるときに行われる。
【００１８】
　マンドレル３の垂直方向の動きは、一般的には、適当なカム手段（図示せず）を介して
、円形コンベヤー２のモータ手段により駆動され、下記のように行われる。
【００１９】
　円形コンベヤー２は、各マンドレル３に１つの、複数のヒートシーリング手段１９を備
え、ヒートシーリング手段１９はマンドレル３に対して内部に配置される。各ヒートシー
リング手段１９は、円形コンベヤー２の半径に対して整列され、ヒートシーリング手段１
９が関連するマンドレル３に巻き付けたラベルストリップＢと接触するかまたは距離を置
くように、前後の半径方向の動きを可能にするスライド手段（図示せず）に取り付けられ
る。
【００２０】
　本発明によれば、ヒートシーリング手段１９は、好ましくは、主要な構成要素として、
図４に示されるパルス加熱バー２０を備える。一般的には、前記パルス加熱バー２０は、
ロペックス社によって製造される、いわゆるＣＩＢＵＳ（サーメット集積抵抗器超高速セ
ンサレス）ヒータである。
【００２１】
　このようなパルス加熱バー２０は実質的にＣ字形状である。それは、金属（アルミニウ
ム）などの導電性材料で作られ、且つ、Ｃ字形状の２つの平行な突出部分において適切な
電気コネクタ２２を介して電源（図示せず）に接続された平行六面体の本体２１を備える
。パルス加熱バーの平行六面体の本体２１は、その側部に加熱素子２３を有し、加熱素子
２３の主要直線部２３ａがシーリングされる面に接触するように設計されている。加熱素
子２３は、バーの本体２１に適合する形状を有するステンレス鋼の細長いプレートで作ら
れている。加熱素子２３上には、ガラスセラミック材料のいくつかの層が断熱材として貼
り付けらる。このようなガラスセラミック層には、次いでガラス金属材料の更なる層が、
定められた形状で貼り付けられる。最後に、保護コーティングが貼り付けられる。それぞ
れの層の貼り付けにおいて、一層は８５０℃で焼結される。平行六面体本体２１と加熱素
子２３との間には、冷却液（水など）を循環させることができる溝が形成されている。し
たがって、冷却液接続部２４ａ、２４ｂが設けられている。
【００２２】
　前記パルス加熱バー２０の加熱素子２３は、パルス状加熱を起こす電気的インパルスに
よって操作される。装置の設計は、バーがシーリングされるラベルストリップＢと接触し
た後直ちに冷却されるように、加熱と冷却の両方の非常に短いスロープ時間（一般的には
、およそ加熱するために６０００度ケルビン（Ｋ）／秒、冷却するために３０００度ケル
ビン（Ｋ）／秒）を可能にするようなものである。
【００２３】
　パルス加熱バー２０は、それぞれ細長い加熱素子２３がマンドレル３の垂直軸と一直線
になるように、それらの本体２１を垂直にした状態でスライド手段に取り付けられる。Ｐ
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ＬＣシステムにより命令される適切なアクチュエータ手段（図示せず）がスライド手段に
作用し、ラベルストリップＢをシーリングするのに十分な時間で、前記ヒートシーリング
手段１９をラベルストリップＢと共に休止位置から接触位置に移動させ、次いで前記ヒー
トシーリング手段１９を再び接触位置から休止位置に後退させる。
【００２４】
　マシンの動作は以下のとおりである。
【００２５】
　マンドレル３がマンドレル３と係合した物体Ａと共に、ラベルストリップＢを運ぶ真空
ドラム９の近くに到着したとき、マンドレル３は真空ドラム９の回転方向に対して反対方
向に回転するように作られており、それにより、図２に示すように、ラベルストリップＢ
が真空ドラム９からマンドレル３へと解放され、マンドレル３に巻き付く。この動作は、
このラベルストリップＢのために真空ドラム上で真空が遮断され、一方でマンドレル３の
表面にある開口部１７がそれぞれの吸引手段と流体連通状態に置かれ、それによりラベル
ストリップＢが真空によってマンドレル３に保持されるという事実により容易になる。
【００２６】
　ラベルのピックアップ位置の直ぐ下流で、マシンのＰＬＣシステムは、先に説明した通
り、ラベルストリップＢの先端部と末端部の間の重複位置でラベルストリップＢと接触す
るようヒートシーリング手段を操作し、それによりスリーブラベルＢ’が形成される。シ
ーリング後、ヒートシーリング手段１９は休止位置に後退させられる。
【００２７】
　スリーブラベルＢ’がこのように形成された後、アクチュエータ手段１８はマンドレル
３を下方に動かし、一方で同時に真空がオフにされる。また、設置手段１４は、それらの
対応するカム手段によりこの動きに追従するように操作され、マンドレル３の適切な位置
に物体を保持する。
【００２８】
　したがって、マンドレル３のテーパ状プロファイルのおかげで、スリーブラベルＢ’は
本体１２の表面から外れる。物体Ａはマンドレル３と共に下げられるので、図２の左側部
分に示すように、前記物体ＡはスリーブラベルＢ’内に挿入される。このような状態で、
スリーブラベルＢ’を運ぶ物体Ａは物体除去手段６に達し、先に説明した通り取り除かれ
る。
【００２９】
　図３に示す本発明のマシンの更なる実施態様では、同じ数字は第１実施形態について上
述した同じ要素を示し、ヒートシーリング手段１９は、円形コンベヤー２に関連付けられ
ずに、シーリングステーション１５０に取り付けられる。
【００３０】
　この実施形態においても、ラベリングマシン１０１は、その周囲に複数のマンドレル３
が回転可能に取り付けられたフレームを有する円形コンベヤー２を備える。ラベリングマ
シン１０１はまた、円形コンベヤー２の周りの角度間隔を置いた位置に、物体供給手段４
と、ラベル供給手段５と、物体除去手段６とを備え、その構造と機能は上述のものに類似
する。
【００３１】
　シーリングステーション１５０は、ラベル供給手段４に対して角度間隔を置いた下流の
位置に、円形コンベヤー２の円弧部分１０２と動作可能に接続して配置される。
【００３２】
　本発明の特定の実施形態によれば、シーリングステーション１５０はモジュール化され
、すなわち、シーリングステーション１５０は、特定のニーズに応じて、取り除くか、円
形コンベヤーの別のセクションに移動することができる。この場合、シーリングステーシ
ョン１５０には、円形コンベヤー２のフレームの周囲にシーリングステーション１５０を
接続するのに適したリンク手段が設けられる。
【００３３】
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　シーリングステーション１５０は、スライド手段に取り付けられた複数のヒートシーリ
ング手段１９を備える。シーリング手段１９とそれに対応するスライド手段の両方の構造
および動作は、上述のものに類似する。
【００３４】
　次いで、スライド手段は、閉ループ移送手段１５１に取り付けられ、閉ループ移送手段
１５１の一部が、連結される円形コンベヤー２の円弧部分１０２に対して相補的な形状の
円弧を描く。閉ループ移送手段１５１は、ヒートシーリング手段１９が円形コンベヤー２
上のマンドレル３に対して同調して前記閉ループ移送手段１５１に沿って移動するように
、歯車またはベルトシステムを介して円形コンベヤー２のモータリゼーションによって、
或いは独立したモータリゼーションによって駆動される。
【００３５】
　円形コンベヤー２の円弧部分１０２に含まれるマンドレル３の数は、ユーザーのニーズ
に合わせて適切に設定することができるが、閉ループ移送手段１５１上のヒートシーリン
グ手段１９の数は、円形コンベヤー２上のマンドレル３と同じであることができ、好まし
くは、マンドレル３の約数であることができる。
【００３６】
　本発明のマシン１０１の動作は、前述の第１実施形態の動作に類似するが、シーリング
工程が円形コンベヤー２の円弧部分１０２に対応して行なわるという相違点がある。マン
ドレル３がそのマンドレル３上で運ばれる物体Ａと共に、前記円弧部分１０２に近づくと
、ヒートシーリング手段１９はスリーブラベルＢ’を形成するように操作される。ヒート
シーリング手段１９は円形コンベヤー２に対して外部に配置されるので、マンドレル３は
、ラベルストリップＢの重複する先端部と末端部がパルス加熱バー２０と一直線に外側に
面するように配向する必要がある。
【００３７】
　図３の実施形態を、ヒートシーリング手段１９、特にパルス加熱バー２０に関連して先
に説明してきたが、それは当業者に知られる超音波シーリングヘッドまたは熱風シーリン
グバーなど、他のタイプのシーリング素子と共に同様に動作し得ることを理解すべきであ
る。
【００３８】
　本発明のラベリングマシン１、１０１の利点は様々である。
【００３９】
　加熱バーから成るヒートシーリング手段１９を設けることにより、シーリングをラベル
の全縁に沿って同時に得ることが可能になる。したがって、シーリングの外観は、均一で
、真っ直ぐで、完璧に垂直であるため、従来の超音波ヘッドを使うよりも優れている。
【００４０】
　また、加熱手段として上述したタイプのパルス加熱バー２０を使用することは、マシン
のオペレータに対して起こりうる火傷を防ぐために有利である。実際には、バーは常に、
その使用の直後でさえも触ると冷たい。
【００４１】
　本発明のヒートシーリング手段１９のためのスライド手段の動作は、前後の動きのみか
ら成るので、単純である。これにより、装置の故障のリスクが低減する。
【００４２】
　上記第２実施形態は更なる利点を有し、それは、ヒートシーリング手段１９が、それら
の障害物によりメンテナンスのためのマシンへの介入が困難になる可能性がある円形コン
ベヤーの外にあるという事実にある。また、ヒートシーリング手段１９の数を減らすこと
ができ、それは明らかなコスト削減となる。
【００４３】
　上述したように、シーリングステーション１５０はモジュール化することができ、モジ
ュール化は保守作業を改善し、マシンをよりフレキシブルにする。
【００４４】
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　本発明の特定の実施形態のみをここに説明してきたが、これらの実施形態に対して、当
業者は、その特定の用途への調整のために必要なすべての変更を、添付の特許請求の範囲
において定められた本発明の保護の範囲から逸脱することなくできることが理解されるで
あろう。

【図１】 【図２】
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